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１．概要（Summary） 

本申請研究では，フェムト秒レーザパルスが誘起する

非線形吸収を利用し，Cu2Oナノ粒子の Cu還元描画を

行った．フェムト秒レーザ描画速度の違いにより，細線の

描画が可能であることが明らかになった． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3 次元レーザ・リソグラフィシステム一式，原子間力顕微

鏡，高精度電子線描画装置 

【実験方法】 

ポリオール法を用いて直径約 100 nmの Cu2Oナノ粒

子を調製し，フェムト秒レーザパルスを用いてライン描画

を行うことによって，特性を評価した．Fig.1 にフェムト秒レ

ーザ描画プロセスを示す（利用装置）．初めに，ポリオー

ル法にて調製した Cu2O ナノ粒子をガラス基板上に塗布

し，サンプル基板を準備する．次に，フェムト秒レーザを

照射し，サンプル基板を走査する．最後に，不要な Cu2O

ナノ粒子を除去する． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に速度 100 m/s と 1 m/sで描画を行ったとき

の FE-SEM像を示す．描画速度が遅いほど細線描画が

可能であった．これは，低速条件においてCu2Oナノ粒子

の拡散が抑制され，形成される線幅が細線化されたものと

考えられる． 
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Fig. 2 FE-SEM images of the line patterns at the 

scanning speed of (a)100  m/s and (b) 1 m/s. 
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Fig. 1 Direct writing using femtosecond laser 

pulses. 
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